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概要（Summary ）： 

光学式ガスセンサは, 現状の半導体ガスセンサに

ない高速応答性,ガス選択性,防爆構造等の特徴を有

することから,プラント等の産業設備や環境監視用

のガスセンサとして大きな期待が寄せられている.

現行の吸光式ガスセンサの光路長は,10～50cm 程度

であるが,本研究で目指すマイクロガスセンサでは,

マイクロミラ－による多重反射構造の導入により,

センサの小型・高性能化が可能である.そのマイクロ

ガスセンサの実現には,高反射率を有するマイクロ

ミラ－形成が必須であり,本研究では,金属(Al)反射

膜の膜厚みと反射率との関係を調べた. 

 

実験（Experimental）： 

本研究では,平坦なガラス基板上に,真空蒸着装置

（ULVAC 社製 VPC-1100）を利用して Al 薄膜の膜厚

を変えて堆積し,その際の Al 膜厚みと反射率との関

係を調べた.尚,反射率測定に用いた光源は,重水素

ランプ(195～400nm)であり,分光器の測定波長 200～

300nm である. 

 

結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1 は,Al 薄膜の膜厚とその反射率との関係を調

べた結果の一例である. 

図から,市販の反射率(約 90%)に比べて,今回製作

した Al 薄膜の反射率が若干低減していることがわ

かる(反射率の最大値:83%).これらの一連のサンプ

ル表面に YAG レ－ザを照射し,光の散乱状態を観察

した結果,反射率の低減の主要因は,Al薄膜の表面凹

凸が原因であることが判明した.今後は,薄膜形成時

の成長速度や真空度等の膜形成条件の最適化を図り,

より高い反射率を有する金属膜形成を目指す. 

 

図 1  Al 膜厚とその反射率との関係 
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